


~ 最新のWEBセミナー・イベントはこちらから ~

試料：アルミ板
観察装置：SU7000 FE-SEM, Deben Microtest300
SEM観察条件：照射電圧 3 kV 倍率 x 800
検出器：半導体型反射電子検出器（Photo Diode BSE Detector：PD-BSED）

図1 アルミ板のIn-situ引張りSEM観察例（(a)破断前および(b)破断後のSEM像）
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試料：アルミ板
観察装置：SU7000 FE-SEM, Deben Microtest300
SEM観察条件：加速電圧 3 kV デュエルタイム：200 ns
検出器：半導体型反射電子検出器（Photo Diode BSE Detector：PD-BSED）

図2 アルミ板のIn-situ引張りSEM観察例（引張開始から破断するまでの過程を撮影した動画のスナップショット）
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アルミ板のIn-situ引張りSEM観察

超高分解能ショットキー走査電子顕微鏡
SU7000の主な仕様

保証分解能 二次電子分解能
0.8 nm/15 kV

0.9 nm/1 kV

倍率 20～2,000,000 x

電子銃

エミッター ZrO/Wショットキーエミッター

加速電圧 0.1～30 kV（0.01 kVステップ）

照射電流 最大200 nA

検出器 標準検出器
UD（Upper検出器）/ MD（Middle検出器）/ LD（Lower検出器）
PD-BSED（半導体反射電子検出器）※/ UVD（Ultra Variable Pressure検出器）※

低真空モード※
試料室圧力範囲 5～300 Pa

動作可能検出器 PD-BSED, UVD, UD, MD, LD

試料サイズ 最大径 φ200 mm, 最高高さ:80 mm

※はオプションです。

* 仕様値はシステム構成と設置環境により異なります。
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